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We introduced a microcomputer system for image processing of the SE?[―SAh/1
(scannil■g electron rnicroscope‐scanning Auger electron lalicroscope)apparatus,SAM
-1000S All the operations Of the SA?[-1000S apparatus,except the movement of a
speci=nen, the foctt adiustment Of the electron beam and the selection of the
magnificatiOn, vere automatically cOntroHed by the microcomputer. Therefore, all
the instructions for the measurements were directed by watching the images on the
monitor display of he ■ュicrocomputer As the image on the monitor display was
brighter than that of the SAh/1-1000S apparatus,the observations of the images did
not need a dark room ?【 ny kinds of the data analyses forthe SEM and SA?rimages
are now possible owing to the improvement of the picture quality and the various
techniques, for the visual expressions by the image processing using the
microcomputer.
Key wOrds I  Image processing systenl,Scanning electron■licroscope,Sca ning Auger electron■licrottope,
Microcomputer―cont oned measurement.
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SAM-1000Sの仕様
ビー ム径: SEM  SE(2次電子)像   2000A
SAM    オージェ像     2000A
ビー ム加速電圧               1～25kV
ピー ム電流                >lx10~UA
レンズ系      磁界レンズ2段(収東、対物 レンズ各1段)
電子分析幕の形式  135°,電球面形
検出轟       多段アノー ド電子増信管 最大印加電圧4kV
試料ステージ    X:■12。5mm、Y:±20mm、
Z:12.5mm、チ,レト回転 :■180°
試料サイズ           10mm角、1個
排気素: ポンプの種類  イオンポンプおよびチタンサプリメー
ションポンプ(粗引用ター ボ分子ポンプ
劉運真空度   7x10~UPa
観測手段  SEM/SAM: 6インチCRT、ポラロイドカメラ
オージェグラフ: X―Yレコーダ
オプション機9B   イオン鏡、反射電子検出器、試料導入室
表1, SAM-1000Sの仕様





































































































































































































































(a) Ag(349eV - 357eV)
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測定実行例として、Ag400メッシユ(Cu400
メッシュにAgを蒸着したもの)の上に、CuiOOメッ
シュを載せた二重グリッド試料について測定を行なつた
ものを示す。図8(a)とよ、上記試料の、SEM像であ
る。500倍の 率である。Cu100メッシュの間か
らAg400メッシュが観察できる。図3(b)は、図
8(a)の、A・B間について、AESラインスキャン
(線分析)を行なったものである。横軸は、A・B間上
の位置を表わし、縦軸は、それぞれのオージエ信号強度
を表わしている。図9は、Ag400メツシユとCul
00メッシュ上における、それぞれのAESポイント分
析の結果である。A gtよ349eVと357eVに、C
uは56eVと62eVに、それぞれ微分したオージェ
信号のビークの上下のエネルギー値を持っている。Ag
メッシュ上でCuの、Cuメッシュ上でAgの弱いピー
クが見られるが、これは散乱した電子の影響である。図
3(a)は、Agの349eVにおけるSAM像から3
57eVにおけるSAM像を減算した、つまリバックグ
ラウンドを除去したSAM像である。図3(b)とよ、同
様に、Cuの56eVと62eVにおけるSAM像から
えた、バックグラウンドを除去したSAM像である。S
AM像は、1画素当たり10mSの時間をかけて測定を
行なった。
5。 まとめ
SAM-1000S制御部の製作ことより、試料の移動
,フォーカス調整,倍率設定をのぞく操作がすべて自動化
され、測定がマイクロコンピュータ上でモニター画像を
見ながら指示するだけで行えるようになり、削定用残光
CRT上でスコースキャン画像をあかりを暗くして見た
り、ポラロイドカメラによる撮影のわずらわしさが無く
なった。そして、SEM・SAM画像データをコンピュ
ータ処理する事により、画質の改善やデータを視覚的に
様々に表現する事ができるため、今までにない多様なデ
ータ解析が可能になった。
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